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Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung be trifft eine Anordnung zur thermostati-
sierung von zwel raumlich getrennten, mit einer thermi-
schen Briicke verbundenen optischen Einheiten in einem
nichtdispersiven Infrarot-Gasanalysator mit Hilfe eines
durch einen netzsynchron schalbtenden 'hyristor aufge-
bauten P-Reglers nach dem Prinzip der Impulsbreiten-
modulation, der einen Heizstromkreis regelt und ein
Briclkenne tzwerk mit Halbleiterwiderstinden als Tempera-—
turfihler besitzt,

Der Infrarot-Gasanalysator kann beispielsweise zur Er-
nittlung von zwel Gaskomponenten aus einem Gasgemisch
dienen, wobei er besonders schnell einsatzbereit ist,

Charakteristik der bekannten technischen lLdsungzen

Es ist bekannt, dal das lielgas bei der Gasanalyse nach
dem Absorptionsverfchren ilnfraroter Strahlung eine definier-
te Ibmperatur besitzen mull, um groBere temperaturbedingte
MeBfehler zu eliminieren, Weiterhin ist bekannt, dalBl beil
Infraro t-Gasanalysatoren erst dann reproduzierbare kLiel=
wer te erreicht werden, wenn die optische Einheit eine
stationdre ITemperatur erreicht hat, Diese Bedingungen
werden durch eine thermostatisierung des lieBgasstromes
bzw. der optischen Einheit des Infrarot-Gasanalysators
erreicht. Einfachere Infrarot-Gasanalysaloren besitzen
statt der Thermostatisierung im Ausgangskreis eine Stor-
groBenaufschal tung, wie sie auch im Patent DD-PS 97 492
beschrieben ist, Diese StWrgroBenaulschaltung ist in
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genau messenden Infrgrot-Gasanalysatoren wegen der

ihr anhaftenden Liéingel kaum einse tzbar, da die Wirk-
samkeit der Stérgrolenaufschal tung im wesentlichen
durch das dynamische Verhalten der optischen Einheit
bei Anderungen der Umgebungstemperatur begrenzt wird.
Gleichzeitig ergeben sich in der Einlaufphase lange
Einlaufzelten der Infrarot-Gasanalysatoren, die durch .
eine StrgréBenaufschaltung kaum beseitigt oder ver~
ringert werden kbnnen, Die bei Infrarct-Gasanalysaboren
welterhin angewand ten Schal tungsanordnungen beruhen
vorwiegend auf dem Prinzip einer Zweipunktregelung mit
Unwélz thermos btat, Dieses Prinzip verwendet zur Um-
wilzung ro tierende mechanische ‘kile, die durch groBen
Wartungsaufwand und durch geringe Iebensdauer gekenn-
zeichnet sind., Weiterhin muB in solchen Infrarot-Gas-—
analysatoren die oplische Einheit mit einer, sie von
der Umgebung trennenden, Warmeisolationsschicht umgeben
sein, wodurch ein groBer Platzbedarf entsiteht. Andere
Infraro t~Gasanalysatoren verwenden das Prinzip der Ruh-
luf tthermos tatisierung, wie sie in den Patenten

DD-PS 109 071 und DD-PS 112 313 beschrieben ist, um
temperaturs tabile Verhiltnisse an der optischen Einheit
zu erreichen. Diese Art der Thermostatisierung benstigt
- eine abgestimmbe flachenhafte Heizung, die speziell auf
einen teilweise 1solierten Raum fir die optische Einheit
abgestimnt is5t, und deren Iemperaturfilhler sich auBer-
halb der optischen Einheit befinden. Durch diese Anordnun-
gen wird ein groBer Platzbedarf erforderlich. Nachteiliger
ist jedoch, daBl Infraro t-Gasanalysatoren mit Ruhluf t~
thermostaten durch einen sich iber mehrere Stunden er-
streckenden Einlauf gekennzeichnet sind,

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, an beiden r8umlich ge trennten
mit einer thermischen Bricke verbundenen optischen Ein-
heitén in einem nichtdispersiven Infraro t-Gasanalysator
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nach einer Zeitspanne von max. 30 min eine Iempera tur—
stabilisierung auf gleichem Niveau zu erreichen.

Darlegunz des Vesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, zweil

réumlich getrennten mit einer thermischen Bricke ver-
bundenen optischen Einheiten, jeweils bestehend aus einer
Modulationseinheit, einer Kivette und einem Strahlungs-~
empfénger eine definierte Energiemenge zuzufiibren, so

daB die Sollwerttemperaturen beider optischer Einheiten
anndhernd den gleichen Be trag besibzen.

Die Losung der Aufgabe wird in einer Anordnung zur
Thermostatisierung von zwei rédumlich getrennten, mit

einer thermischen Brucke verbundenen optischen Einheiten
in einem nichtdispersiven Infrarot-Gasanalysator mit

Hilfe eines durch einen ne tzsynchron schaltenden 'hyristor
aufgebauten P-Reglers nach dem Prinzip der Impulsbreiten-
modulation, der einen iHeizstromkreis regelt und ein
Briickenne tzwerk mit Halbleiterwiderstanden als Temperatur-
fihler becsitzt gesehen, die gekennzeichnet ist dadurch,
dal beide optische Einhelten durch den Regler und dessen
Stellglied mit den Heizwiderstéinden, die parallel geschal-
tet sind, verbunden sind, und in jeder Livette der Heiz-
widerstand in der Witte und die im Brickenne tzwerk befind-
lichen Temperaturfiihler, die in Reihe geschaltbtet sind,
asymme trisch zu den Heizwiderstinden angeordnet sind.

Zur Ansteuerung beider Helzwiderstinde wird nur der elne
Tempera turregler verwendet, der das netzsynchron schalten-
de Stellglied besitzt und der es ermdg;licht, mit Hilfe von
zwel Temperaturfilhlern die Temperaturinformation derart

zu verarbeiten, daB sich die Temperatur beider optischzsr
Einheiten ouf einen Mittelwert einstellt, wobel nach eilner
Einlsufzeit max. 30 min die Abweichungen der beiden opti-
schen Einheiten von diesem Litlelwert minimal sind.



Ausfibhruncsbeispiel

Die Erfindung wird im folgenden an Hsnd eines Ausfih-
rungsbeispieles mit Hilfe der Zeichnungen dargestellt.
Es zeigt: Fig. 1: Eine schewmatische Darstellung einer
' Anordnung zur thermischen Kopplung
der beiden optischen Einheiten

Fig. 2: Eine schematische Darstellung der
Schaltung des lemperaturreglers

GemaB Fig. 1 sind die Jeweils fest miteinander ver-
bundenen Teile einer optischen Finheit 3, wie lodulations-
einheit 5, Kivette 13 und Strahlungsempfénger 9 mit der

- anderen optischen Einheit 4 durch eine thermische Briicke

2 warme technisch gekoppelt und gleichzeitig iber Isolier-
distanzsticke 15 auf ein Chassis 1 eines Infraro t-Gas-
analysators montiert. Durch diese Anordnung ist ein defi-
nierter Warmeaustausch zwischen beilden optischen Einhei len
3; &4 moglich und Dbleranzen der Heizwiderstinde 11; 12,
die beide vom gleichen Temperaturregler angesteuert
werden, wirken sich kaum auf den Sollwert der Anordnung
aus., Unterstitzt wird dieser Ibleranzausgleich durch die
in Reihe liegenden Ilemperaturfiihler 7; 8 insofern, daB
sich durch Liittelwertbildung die ITempersturwerte der
Kivetien 13; 14 nach einer Zeibspanne max. 30 min bis

auf geringe Abweichungen angeglichen haben und somi b

fir beide optische Einheiten 3; 4 der gieiche Regelsoll=-
wert gilt, Bedingt durch die syume trische Anordnung der
Heizwiderstinde 11; 12 in den slivetten 13; 14 und durch
die feste Verbindung der Kivetien 13; 14 mit den sodulations-~
einheiten 5; 6 und den Strahlungsempféngern 9; 10 findet
ein gleichmiBiger WirmefluB in beiden optischen Einhelten
3; 4 statt und die ‘kmperaturunterschiede an den verschie-
densten Stellen der optischen Einheiten 3; # werden auf ein
Minimum beschrénkt,
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Damit ist erreicht, daB die Gaswege fiir das lLleBgas sowie
die optischen Einheiten 3; 4 des Infraro t-Gasanalysators
definierte lkemperaturwerte besitzen. Die Temperatur-
fihler 7; 8, die sich ebenfalls in den Kiive tten 13; 14
befinden, sind asymme trisch zu den Heizwiderstinden 11; 12
angeordnet, so dall die gesambe Anordnung zur ‘hermos bati-
sierung in Verbindung mit dem Iemperaturregler stabil
arbeilten kann,

Genif Fig. 2 wird aus der an den Heilzwiderstidnden 11; 12
anliegenden mit 100 Hertz pulsierenden Gleichspannung mit
Hilfe der aus T,; Rq; R2 und R3 bestehenden Impulsformer-
stufe eine Rechteckimpulsfolge von 100 Hertz erzeugt.

MLY% der durch V;i Ry; Rgi Rgs R, und ‘RB realisierten
Konstants tromquelle wird der Ladekondensator C, linear
aufgeladen und im Nulldurchgang der zu steuernden W, chsel-
spannung mit Hilfe des Entlade transislbors ié wieder kurz-
geschlossen., Damit liegt am nichtinvertierenden Eingang von
V2 eine lineare Rampenfunktion (Sigezahn) mit einer Fre-
quenz von 100 Hertz an, deren Anstieg mit R3 stetig regel-
bar ist. Der als freilaufender Komparabtor betriebene Ver-
s tirker V2 vergleicht diese Rawpenfunktion mit einer
Spannung, die aus einer die Iemperaturfiihler 7; 8 enthal-
tenden Bruckenschaltung gewonnen wird. Der dieser Bricke
D, Dgi R9; Ry 73 8 entnommene goijwert steuert den
Komparator V2 derart, daB an seinem Ausgang eine Rechteck-
impulsfolge anliegt, deren U[astbverhdltnis dew vorgegebenen
Sollwert enbspricht., Uber den Boostertransistor L erfolgt
die Ansteuerung des Stellgliedes 1Thg, iiber den die Zufih-
rung der Energle zu den Helzwiderstidnden 11; 12 erfolgt.
Gemdf Fig. 1 ist es jedoch auch mdglich, nur eilne optische
Einheit 3 oder #, die durch Isolierdistanzsbticke 15 auf
ein Chassis 1 eines Infrarot-Gasanalysators montiert ist,
mit Hilfe des nach Fig. 2 beschriebenen P~Reglers zu be-
treiben, wobei sich in der Briickenschal tung Dd; Dy R9 und
Rﬂo nur-der Ibmperaturfubler 7 oder 8 befindet und vom
Stellglied ‘Ih,1 nur der eine Heizwiderstand 11 oder 12

anges teuer t wird,



Erfindungsanspruch

Anordnung zur Thermostatlsierung von zwei rdumlich
getrennten, mit einer thermischen Bricke verbundenen
optischen Einhelten in einem nichtdispersiven Infrarot-
Gasanalysator mit Hilfe eines durch einen ne tzsynchron
schaltenden Thyristor aufgebauten P-Reglers nach dem
Prinzip der Impulsbreitenmodulation, der einen Heiz-
stromkreis regelt und ein Briickenne tzwerk mit Halb-
leiterwiderstinden als [Temperaturfithler besitzt,
gekennzeichne t dadurch, daB beide optische Einheiten
(3; 4) durch den Regler und dessen Stellglied (ﬂhq) mit
den Helzwiderstinden (11; 12), die parallel geschaltet
sind, verbunden sind, und in jeder Kivette (13; 14) der
Heizwiderstand (11; 12) in der Mitve und die im Bricken-
ne tzwerk befindlichen Temperaturfihler (7; 8), die in
Reihe geschaltet sind, asymmetrisch zu den Heizwider-
stinden (11; 12) angeordpet sind.

Hierzu__ Seiten Zeichnungen
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